АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ООП ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ  18.04.01– Химическая технология,
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ – Микро и нанотехнологии в производстве изделий электронной техники
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – ОЧНАЯ
СРОК ОСВОЕНИЯ ООП – 2 ГОДА
	Наименование
дисциплины
	Методы экспериментального исследования поверхности

	Курс
	2
	Семестр
	1
	Трудоемкость
	6 ЗЕ, 216 ч (102 ч ауд. зан.)

	Виды занятий
	ЛК, ПЗ,ЛБ
	Формы аттестации
	Экзамен

	Интерактивные формы обучения
	Обсуждение, диспуты, дискуссии и др.

	Цели освоения дисциплины

	изучение физико-химических основ и аналитических возможностей экспериментальных методов исследования поверхности и тонких слоев материалов с целью диагностирования микро- и наноструктур, а также возможностей применения этих методов в производстве изделий электронной техники

	Место дисциплины в структуре ООП

	Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана по данному профилю, базируется на результатах изучения технологических дисциплин бакалавриата, в том числе математики, физики, химии, информатики.

	Основное содержание

	Модуль 1. Общая характеристика методов диагностики поверхности и тонких слоев материалов
Основные характеристики поверхности твердых тел. Классификация методов диагностики по зондирующим воздействиям и детектируемым частицам, характер получаемой информации.
Модуль 2. Ионная спектроскопия поверхности.
Физические основы и аналитические возможности спектроскопии рассеяния медленных ионов. Спектроскопия обратного рассеяния быстрых ионов (резерфордовское обратное рассеяние): определение элементного состава поверхностных слоев материалов; определение толщины слоев и глубины залегания отдельных элементов. Принцип работы и основные узлы аппаратуры для реализации методов ионного рассеяния. 
Масс-спектрометрия вторичных ионов: физические основы и аналитические возможности. Качественный и количественный анализ, определение пространственного распределения отдельных элементов. Аппаратура для реализации метода МСВИ.
Примеры применения методов ионной спектроскопии в диагностике материалов и структур микро и наноэлектроники.
Модуль 3. Методы электронной спектроскопии и ИК спектроскопии МНПВО.
Общие физические принципы методов рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), оже-электронной спектроскопии, рентгеновского флуоресцентного анализа. Факторы, определяющие глубину анализируемых слоев. Интерпретация рентгеновских фотоэлектронных спектров, «химический сдвиг», качественный и количественный анализ методом РФЭС, ограничения метода. Оже-электронная спектроскопия: физические принципы, аналитические возможности, интерпретация спектров. Сканирующая оже-электронная микроскопия. 
Физические основы и аналитические возможности методов рентгеновского флуоресцентного анализа и электронного микроанализа. Аппаратура для реализации методов.
Примеры применения методов электронной спектроскопии в диагностике материалов и структур микро и наноэлектроники. Сопоставление возможностей и ограничений различных методов.
Физические основы колебательной спектроскопии. Явление полного внутреннего отражения и его использование для диагностики поверхностных слоев материалов, глубина анализа. ИК спектры МНПВО и их интерпретация. Примеры применения ИК спектроскопии МНПВО для диагностики материалов.

	Формируемые компетенции

	· способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ОПК-3);
· способность использовать современные представления о физических и физико-химических свойствах поверхности твердого тела и методах ее исследования в профессиональной деятельности (ПК-21).

	Образовательные результаты

	[bookmark: _GoBack]знать: физико-химическую сущность основных современных методов диагностики поверхности, диагностические возможности методов и их ограничения, а также области применения при разработке и производстве изделий электронной техники (Перечисляет основные методы диагностики поверхности. Знает их области применения в технологии производства изделий электронной техники при проведении различных технологических процессов. Знает основные физические законы, на которых основана работа современных приборов и установок для диагностики поверхности, а также принципы их работы. Имеет представление о возможностях и перспективах их применения в производстве изделий электронной техники.)
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]уметь: правильно выбирать методы диагностики для решения задач исследования поверхности материалов и структур в производстве изделий электронной техники (Умеет проводить предварительный анализ поставленных задач и выбирать соответствующий метод исследования поверхности для решения различных технологических вопросов производства изделий электронной техники. Использует различные программные пакеты при обработке и интерпретации экспериментальных данных.)
владеть: информацией о современных тенденциях в развитии методов диагностики поверхности и их аппаратурного оформления; навыками интерпретации результатов исследований, полученных отдельными методами (Проводит критический анализ и интерпретацию результатов исследования поверхности на различных технологических этапах производства. Способен к комплексному анализу данных, полученных различными методами исследования. Владеет информацией о возможности применения тех или иных методов диагностики поверхности для различных технологических операций, а также о требованиях к качеству проведения таких операций. Сравнивает возможности современных и перспективных разработок в предметной области).

	Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника

	Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности в следующих областях: проектно-конструкторской, производственно-технологической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, сервисно-эксплуатационной.
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